UO

MICRO-EPSILON

interferoMETER // Hochprazise WeiBlicht-Interferometer




Hochprazise WeiBlicht-Interferometer
interferoMETER

Die innovativen WeiBlicht-Interferometer von Micro-Epsilon setzen  Daraus ergeben sich Vorteile fir die Messung:
eine Benchmark in der hochprazisen Abstands- und Dickenmessung. = Absolute Messungen mit hdchster Prazision, auch bei

Die Sensoren ermdglichen stabile Messergebnisse mit einer Sub- bewegten Messobjekten
Nanometerauflésung und verfugen Uber einen vergleichsweise = Breite Einsatzmdglichkeiten: Abstandsmessung, Multipeak-
groBen Messbereich und Grundabstand. messung mehrerer Schichten und Dickenmessung auch

von diinnen Schichten
Micro-Epsilon Interferometer arbeiten anders als Laser-Interferometer = Maximale Signalstabilitat fur Industrie, Maschinenbau oder
mit polychromen WeiBlicht. Die integrierte Lichtquelle nutzt anstelle Labor ebenso wie im Halbleiterbereich und Vakuum
einer definierten Wellenlange ein erweitertes Wellenlangen-Spektrum.
Somit stehen deutlich mehr Informationen flr die Auswertung der
Uberlagerung aus gesendeten und empfangenen Wellenlangen zur
Verflgung.

Maximale Signalstabilitat
fur Nanometer-Prazision
Micro-Epsilon Interferometer generieren
préazise und stabile Messwerte. Dadurch

konnen Prozesse exakt geregelt werden. 2 1 R Sl ) il

Die IMS5400 Controller kénnen einfach
getauscht werden — kein Sensorausbau
und keine Neu-Kalibrierung erforderlich
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Abstandsunabhangige Dickenmessung
Die Systeme IMS5400-TH liefern
Dickenwerte einzelner Schichten bis zu 2,1
mm Gesamtdicke. Dabei kann sich das
Messobjekt im Arbeitsbereich frei bewegen.

Unubertroffene Prazision

Die IMS5400-DS & IMS5600-DS Systeme
werden fur absolute Abstandsmessungen
eingesetzt. Sie liefern hochprazise Mess-
werte — vorteilhaft fir die Abstandsregelung
und fur Profilmessungen von bewegten
Objekten.
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Allgemeine Informationen

Unerreichte Prazision fur industrielle Serienanwendungen
Einsatzmoglichkeiten - fur jede Anwendung das passende System
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System Typ

interferoMETER IMS5400-DS Zur absoluten Abstandsmessung

mit Nanometer-Aufldsung

Zur stabilen Dickenmessung

interferoMETER IMS5400-TH mit Submikrometer-Auflésung

interferoMETER IMS5600-DS Zur absoluten Abstandsmessung
mit Subnanometer-Auflésung
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Unerreichte Prazision in der Abstands- und Dickenmessung
interferoMETER

Die Vorteile der absoluten Messung

Wahrend Micro-Epsilon WeiBlicht-Interferometer absolute Messwerte liefern, sind gangige Laser:

Laser-Interferometer prinzipbedingt relativ messend. Die IMS WeiBlichtinterferometer messen  Referenz nétig, verliert Position nach
demnach stabil und absolut ohne vorherige Referenzierung. Das ist insbesondere bei Signal-  Signalunterbrechung

unterbrechungen, verursacht durch z.B. Stufen, Locher oder strukturierte Oberflachen, von

Vorteil. Nach der Signalunterbrechung erhalten Sie direkt einen Messwert, wahrend Laser-  WeiBlicht:

Interferometer erst neu referenziert werden mussen. Somit kénnen Abstandsprofile von be-  Keine Referenz, absoluter Messwert vor
wegten Messobjekten mit hoher Prazision und Zuverlassigkeit generiert werden. und nach einer Signalunterbrechung

Robustheit und Industrietauglichkeit . IP65
mit unerreichter Prazision [/ 1\ Schutzart

= Robuste Sensoren: IP65

= Industrietaugliche Controller: temperaturstabil,
passiv gekuhlt, Aluminiumgehause

= Flexible Kabel und vielfaltiges Zubehor

= Flexible Integration Uber Ethernet, EtherCAT,
PROFINET ", EtherNet/IP "

= Stabile Dickenmessung auch bei Vibration

" mit Schnittstellenmodul

Die interferoMETER IMS5400-TH werden zur hochprézisen Dickeniiberwachung von Kunststofffolien
eingesetzt.

Prazise und stabil bis auf den

letzten Nanometer

o 30 pm
= Linearitat =10 nm Aufldosung

= Vakuumtaugliche Sensoren

= GroBtmaogliche Prézision bei groBem
Grundabstand und Messbereich

= Kleiner Lichtfleck 10 um

= Schnelle Messungen bis 6 kHz

+10 nm
Linearitat

—jUAuMUﬂuflunumuAUL

Profil eines strukturierten Wafers

Das IMS5600-DS bietet hdchste Prézision in der Abstandsmessung.
Dank der absoluten Messung kénnen auch Profile von bewegten Objekten erfasst werden.




Leistungsstarke Controller A
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Die interferoMETER sind mit individuellen Kalibrierprotokollen ausgestattet,
die die erreichte Prazision dokumentieren.
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interferoMETER

= Multi-Peak Modelle
= Intelligente Signalverarbeitung

o

_-—=. _InterferoMETER

= Robustes Aluminium Gehéuse und langlebige SLED

= AuBerst temperaturstabil durch passive Kihlung
= Hochste Auflosung < 30 pm

= Einfache Parametrierung tber Webinterface

= Tauschbarer Controller (IMS5400)

—. @
v ®
Analog RS422 Ethernet | EtherCAT. == 958 Etheriet/IP

Einfache Bedienung Uber Webinterface

Die gesamte Konfiguration des Controllers und der Sensoren wird ohne zusatzliche Software
Uber ein einfach zu bedienendes Webinterface durchgefuhrt. Das Webinterface wird tber
eine Ethernet-Verbindung aufgerufen und ermoglicht die schnelle und einfache Einstellung
von z.B. Mittelungen, Messrate oder Presets und bietet eine Materialtabelle zur stabilen
Dickenmessung.

r Spalt & Abstand
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Presets fir einfache Bedienung
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Unerreichte Prazision fur industrielle Serienanwendungen
interferoMETER

Hochste Z-Auflésung und kleiner Lichtfleck

Die Sensoren erzeugen einen kleinen Lichtfleck, der im gesamten Messbereich
nahezu konstant ist. Der Lichtfleckdurchmesser ermdéglicht die Erfassung kleiner
Details wie z.B. Strukturen auf Halbleitern und miniaturisierten Elektronikbauteilen.

Pilotlaser zur exakten Anzeige des Messpunkis

WeiBlicht-Interferometer arbeiten mit infrarotem, nicht sichtbarem Licht (ca. 840 nm Wellenlange), wo-
durch die Messposition nicht direkt erkennbar ist. Zur Visualisierung der Messposition sind Micro-
Epsilon Systeme mit einem Pilotlaser ausgestattet, welcher einen Lichtpunkt auf die Messposition
projiziert. Dartber hinaus verwendet der Pilotlaser ein patentiertes Verfahren, um neben der Messposi- . -——-
tion auch Ruckmeldung zur Entfernung zu geben. Befindet sich das Messobjekt im richtigen Abstand
zum Messobjekt und somit im Messbereich, wird ein konstantes Leuchten des Pilotlaser ausgegeben. patentiert
Befindet sich das Messobjekt auBerhalb des Messbereichs, blinkt der Pilotlaser.

Robuste Bauweise flr industrielle Messaufgaben ¥ 17

Schutzart ﬂ[ﬂ}'

210 mm

Robuste Sensoren und ein Controller im Metallgehause pradestinie-
ren die Interferometer zur Integration in Fertigungsautomaten und
Maschinen. Die kompakten Sensoren sind auBerst platzsparend und
kdnnen auch in beengten Bauraumen integriert werden. Der Control-
ler wird per Hutschienenmontage im Schaltschrank verbaut und liefert
dank aktiver Temperaturkompensation und passiver Kihlung sehr sta-
bile Messergebnisse.

' »
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Schnelle Messungen auf vielen Oberflachen

-

Glas Metall Folien / Beschichtungen Optiken




Einsatzmoglichkeiten - fur jede Anwendung das passende System
interferoMETER

45/70 mm

19

7/ 4,2 mm Arbeitsbereich

2,1

50um ... 2,1 mm

Absolute Abstandsmessung
Abstandsmessung

Messobjekte: Optisch dichte sowie
transparente Objekte

Modelle:
IMS5400-DS19
IMS5600-DS19
IMS5400-DS19/VAC
IMS5600-DS19/VAC

Stabile Dickenmessung

Stabile Dickenmessung einer Schicht

Messobjekte: Transparente Messobjekte

(bis 840 nm)

Modelle:
IMS5400-TH45
IMS5400-TH70
IMS5400-TH45/VAC

45/70 mm

19

2,1

Multipeak-Abstandsmessung
Max. 14 Abstandswerte und Dickenberechnung
Messobijekte: Transparente Objekte (bis 840 nm)

Modelle:
IMS5400MP-DS19
IMS5600MP-DS19
IMS5400MP-DS19/VAC
IMS5600MP-DS19/VAC

14 Abstandswerte

im Messbereich
2,1 mm

Stabile Mehrschicht-Dickenmessung

Maximal 5 Dickenwerte von einzelnen Schichten
(und deren Kombinationen)

Messobjekte: Transparente Objekte (bis 840 nm)

Modelle:
IMS5400MP-TH45
IMS5400MP-TH70
IMS5400MP-TH45/VAC

5 Dickenwerte

im Messbereich

g

|/ -
S&m ..2,1mm




Applikationen
interferoMETER

Verkippungsmessung von Wafern

Beim Zufuhren von Wafern werden WeiBlicht-Interferometer eingesetzt,
um die horizontale Verkippung von Wafern zu messen. Die Interfero-
meter liefern absolute Abstandswerte bei einer Subnanometer-Auflo-
sung. Durch die Messung wird eine groBtmaogliche Lagegenauigkeit
bei der Aufnahme und Entnahme von Wafern sichergestellt.

Sensor: interferoMETER IMS5600-DS19/VAC

Dickenmessung von Kunststofffolien

WeiBlichtinterferometer der Serie IMS5400-TH werden zur Inline-
Dickenuberwachung von Folien eingesetzt. Die Dickenwerte werden
mit hoher Messrate mikrometergenau erfasst, selbst wenn die Folie
geringfugig flattert.

Sensor: interferoMETER IMS5400-TH70

Positionsmessung beim Einpassen von Prazisionsglas

Neben der Singlepeak-Abstandsmessung werden die WeiBlichtinter-
ferometer auch zur Multipeak-Abstandsmessung genutzt. Dadurch
kdénnen sowohl Abstandswerte als auch berechnete Dickenwerte
genutzt werden, um Positionieraufgaben mit maximaler Prazision zu
regeln.

Sensor: interferoMETER IMS5400MP-DS19

Mehrschicht-Dickenmessung von Displayglas

Bei der Inline-Dickenmessung von Displayglas tberzeugen die WeiB-
lichtinterferometer der Serie IMS5400-TH durch die hohe Messwert-
stabilitat. Mit der Multipeak-Dickenmessung kénnen bis zu 5 Schich-
ten oder Luftspalte gleichzeitig gemessen werden.

Sensor: interferoMETER IMS5400MP-TH45




Uberpriifung der Maskenposition

WeiBlicht-Interferometer werden zur Ausrichtung von Fotomasken
eingesetzt. Die Interferometer liefern absolute Messwerte im Subna-
nometerbereich und ermoglichen die hochprazise Positionierung der
Maske. Der Einsatz kann dabei auch im Vakuum erfolgen.

Sensor: interferoMETER IMS5600MP-DS19/VAC

Dickenmessung der Elektrodenbeschichtung

Zwei gegenuberliegend angeordnete WeiBlichtinterferometer er-
fassen die Dicke von beschichteten Elektroden im Differenzdicken-
verfahren. Bei konstantem Abstand zueinander erfassen die beiden
Sensoren jeweils den Abstand zur Folie. Die WeiBlichtinterferometer
ermoglichen eine Messwertauflésung im Nanometerbereich. Die
Dickenwerte werden zur Regelung des Beschichtungsauftrags und
zur Qualitatssicherung herangezogen.

Sensor: interferoMETER IMS5400-DS19

Prifung der Konzentrizitat von Achsen

Zur optischen Abtastung von Prézisionsachsen werden drei IMS5400-
DS eingesetzt, die auf das drehende Teil messen. Dank der Anord-
nung kénnen einzelne Spuren in kurzer Taktzeit erfasst werden.

Sensor: interferoMETER IMS5400-DS19

Hochprazise Dickenmessung von transparenten Schichten

Zur Prufung von der Dicke von Beschichtungen werden WeiBlichtinter-
ferometer der Serie IMS5400-TH eingesetzt. Dank des groBen Arbeits-
bereichs ist keine exakte z-Positionierung erforderlich. Die Dickenwer-
te werden mit hoher Messrate mikrometergenau erfasst.

Sensor: interferoMETER IMS5400MP-TH45
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Absolute Abstandsmessung mit Nanometer-Auflésung

interferoMETER 5400-DS

=1\ Absolute Messung
© ' mit Nanometer-Auflosung
U Kompakte und robuste Sensoren
=/ mit groBem Grundabstand
/o) Messrate bis zu 6 kHz
N fiir schnelle Messungen ®
INTER, Ethernet/ EtherCAT / RS422/
FACE/ PROFINET / EtherNet/IP

Multitsnction

Robuster Controller mit passiver
Kiihlung

Einfache Konfiguration Giber
Webinterface

Absolute Abstandsmessung mit Nanometerauflésung

Das WeiBlicht-Interferometer IMS5400-DS eroffnet neue Perspektiven
in der industriellen Abstandsmessung. Der Controller verfigt Uber
eine intelligente Auswertung und ermdglicht absolute Messungen mit
Nanometer-Auflésung bei verhaltnismaBig groBem Grundabstand. Im
Vergleich zu anderen absolut messenden optischen Systemen bietet
das IMS5400-DS damit eine unubertroffene Kombination aus Genau-
igkeit, Messbereich und Grundabstand.

Kleiner Lichtfleck zur Messung kleinster Details und Strukturen
Die Sensoren erzeugen einen kleinen Lichtfleck Uber den gesamten
Messbereich. Der Lichtfleckdurchmesser betragt nur 10 um und er-
maoglicht die Erfassung kleiner Details wie z.B. Strukturen auf Halblei-
tern und miniaturisierten Elektronikbauteilen.

==

:
®

14 Abstandswerte ¢
—— im Messbereich 2,1 mm !

({0
M1

Multipeak-Abstandsmessung

Bei der Multipeak-Abstandsmessung konnen bis zu

14 Abstandswerte ausgewertet werden. Damit kann

der Abstand zwischen Glas und Maske ermittelt werden.

p

+—

Dank der kompakten Bauform kénnen die
Sensoren auch in beengten Baurdumen
integriert werden

® ® ®

UE)  jrterferoMETER

Absolute Messung von Stufenprofilen
Anders als

relativ. messende Interferometer ermdglicht das
IMS5400-DS auch die Messung von Stufenprofilen. Dank der abso-
luten Messung erfolgt das Abtasten mit hoher Signalstabilitdt und
Prazision. Bei Messungen auf bewegte Objekte kdnnen somit die HO-
henunterschiede von Abséatzen, Stufen und Vertiefungen zuverlassig

erfasst werden.

Multipeak-Abstandsmessung

Bei der Multipeak-Abstandsmessung auf transparente Objekten kén-
nen bis zu 14 Abstandswerte ausgewertet werden. So kann beispiels-
weise der Abstand zwischen Glas und Maske ermittelt werden. Bei
Bedarf kann die Glasdicke aus den Peaks controllerseitig berechnet
werden.

Absolute Messung von Stufenprofilen

Dank der absoluten Abstandsmessung werden Stufenprofile
mit hoher Signalstabilitdt und Subnanometer-Auflosung
erfasst.




Modell
Abstand
Messbereich
Dicke
Messbereichsanfang
Auflésung

Messrate
Linearitat 2

Sensor
Temperaturstabilitat
Controller

Mehrschichtmessung

Lichtquelle

Laserklasse

Lichtpunktdurchmesser ¥
Messwinkel 4
Messobjektmaterial
Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme
Signaleingang

Digitale Schnittstelle
Analogausgang
Schaltausgang

Digitalausgang

optisch

Anschluss
elektrisch

Sensor
Montage
Controller

Lagerung

Temperaturbereich
Betrieb

Schock (DIN EN 60068-2-27)
Vibration (DIN EN 60068-2-6)

Sensor
Schutzart (DIN EN 60529)
Controller
Vakuum
Sensor
Material
Controller

Bedien- und Anzeigeelemente

IMS5400-DS19 IMS5400MP-DS19
2,1 mm
= 0,010 ... 1,3 mm bei BK7
ca. 19 mm
<1nm
stufenlos einstellbar von 100 Hz bis 6 kHz

< =50 nm fUr den ersten Abstand
< =150 nm fur jeden weiteren Abstand

< =50 nm
Linearitat: typ. 0,7 nm / K (ohne Offsetverschiebung)
temperaturkompensiert, Stabilitdt < 10 ppm zwischen +15 ... +35°C
- bis zu 13 Schichten

NIR-SLED, Wellenlange 840 nm
Pilotlaser: Laser-LED, Wellenlange 635 nm

Klasse 1 nach DIN-EN 60825-1: 2015-07
Pilotlaser: Klasse 1, Leistung (< 0,2 mW)

10 um
+2°
Glas, spiegelnde oder diffuse Oberflachen ®
24VDC =15 %
ca. 10W (24 V)

Sync in, Trigger in, 2 x Encoder (A+, A-, B+, B-, Index)
Ethernet / EtherCAT / RS422 / PROFINET © / EtherNet/IP ©
4...20mA/0 ... 10V (16 bit D/A Wandler)
Fehler1-Out, Fehler2-Out
Sync out

Steckbarer Lichtwellenleiter tber E2000-Buchse (Controller) und FC-Buchse (Sensor);
Standardlangen 3 m, 5 m und 10 m; andere Kabellangen auf Anfrage; Biegeradius: statisch 30 mm, dynamisch 40 mm

3-polige Versorgungsklemmleiste;
Encoderanschluss (15-polig, HD-Sub-Buchse, max. Kabellange 3 m, 30 m bei externer Encoderversorgung);
RS422-Anschlussbuchse (9-polig, Sub-D, max. Kabellange 30 my);
3-polige Ausgangsklemmleiste (max. Kabellange 30 m);
11-polige I/O Klemmleiste (max. Kabellange 30 my;
RJ45-Buchse fur Ethernet (out) / EtherCAT (in/out) (max. Kabellange 100 m)

Radialklemmung, Montageadapter (siehe Zubehor)
frei stehend, Hutschienenmontage

-20 ... +70°C

Sensor: +5 ... +70 °C;
Controller: +15 ... +35°C

15 g/ 6 msin XY-Achse, je 1000 Schocks
2g/20 ...500 Hz in XY-Achse, je 10 Zyklen

P65
IP40 (Option / VAC)

IP40
optional UHV (Kabel und Sensor)
Edelstahl
Aluminiumgehause, passiv gekuhlt

Multifunktionstaste: Zwei einstellbare Funktionen sowie Reset auf Werkseinstellung nach 10 s;
Webinterface fur Setup: auswahlbare Presets, frei wahlbare Mittelungen, Datenreduktion, Setupverwaltung;
6 x Farb-LED fir Intensity, Range, SLED, Pilot-Laser, Status und Power;

Pilot-Laser: zuschaltbar zur Sensor-Ausrichtung

Alle Daten ausgehend von konstanter Raumtemperatur (24 =2 °C)
! Messrate 0,5 kHz, gleitende Mittelung Uber 64 Werte, differentiell gemessen zwischen Vorder- und Ruckseite einer dinnen Glasplatte in Messbereichsmitte (2 Sigma)
2 Maximale Abweichung zu Referenzsystem Uber den gesamten Messbereich, gemessen auf Vorderflache ND-Filter

9 In Messbereichsmitte
)

4 Maximale Verkippung des Sensors, bis zu der auf einem polierten Glas (n = 1,5) in der Messbereichsmitte ein verwertbares Signal erzielt werden kann,

wobei die Genauigkeit zu den Grenzwerten abnimmt
9 Nicht transparente Materialien erfordern optisch dichte Oberflache bei Wellenlange 840 nm
9 Optionale Anbindung Uber Schnittstellenmodul (siehe Zubehor)

i



Stabile Dickenmessung mit Submikrometer-Auflosung

interferoMETER 5400-TH

- Nanometergenaue Dickenmessung
auch bei Abstandsschwankung
L‘_’J
\H!

Stabile Messung
=,/ aus groBem Abstand

<

>

Prézise Dickenmessung
von bis zu 5 Schichten

© Messrate bis zu 6 kHz @
"/ fiir schnelle Messungen
INTER Ethernet/ EtherCAT /RS422/
FACE, PROFINET / EtherNet/IP

Multituaction

Stabile Dickenmessung bei schwankenden Messabstanden

Das WeiBlicht-Interferometer IMS5400-TH eréffnet neue Perspektiven
in der industriellen Dickenmessung. Das Interferometer wird fur hoch-
genaue Dickenmessungen aus verhdltnismaBig groBem Abstand
eingesetzt. Der groBe Dickenmessbereich ermoglicht die Messung
sowohl von ddnnen Schichten, Flachglas als auch Folien. Da das
WeiBlicht-Interferometer mit einer SLED im Nah-Infrarotbereich arbei-
tet, ist die Dickenmessung von optisch nicht dichten Objekten wie
Antireflex-beschichtetem Glas moglich.

Mit der Mehrschicht-

Dickenmessung (IMS5400.../MP)

12

konnen bis zu 5 Schichten
erfasst werden

Der Messbereich betrédgt bei der
Luftspaltmessung (mit Brechungsindex ~1)

50 um bis 2,1 mm und bei der
Glasdickenmessung (mit Brechungsindex ~1,5)
35 um bis 1,4 mm.

® ® ® ®

Zuverlassig auch bei flatterndem Material

Ein entscheidender Vorteil ist die abstandsunabhangige Messung, bei
der der Dickenwert auf wenige Nanometer genau und stabil bleibt. So-
mit kann sich das Messobjekt innerhalb des Messbereichs bewegen,
ohne Einfluss auf die Genauigkeit zu nehmen.

Mehrschicht-Dickenmessung

Die Dicke von transparent beschichteten Objekten oder Verbund-
glasern kénnen dank der Mehrschicht-Dickenmessung zuverlassig
erfasst werden. Der Controller gibt die Dickenwerte mit héchster Sta-
bilitdt unabhangig von ihrer Lage aus.

210 mm

[ Dank der kompakten Bauform kénnen die Sensoren
auch in beengten Baurdumen integriert werden




Modell

Arbeitsabstand
Messbereich (Dicke)
Auflésung 2
Messrate

Linearitat ®
Temperaturstabilitat
Mehrschichtmessung
Lichtquelle
Laserklasse

Lichtpunktdurchmesser
Messwinkel
Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme
Signaleingang

Digitale Schnittstelle
Analogausgang
Schaltausgang

Digitalausgang

Anschluss

Montage

Temperaturbereich

Schock (DIN EN 60068-2-27)
Vibration (DIN EN 60068-2-6)

Schutzart (DIN EN 60529)

Vakuum

Material

Bedien- und Anzeigeelemente

Sensor

Controller

optisch

elektrisch

Sensor
Controller

Lagerung

Betrieb

Sensor

Controller

Sensor

Controller

IMS5400-TH45 IMS5400MP-TH45 IMS5400-TH70 IMS5400MP-TH70
45 mm =3,5 mm 45 mm £3,5 mm 70 mm +£2,1 mm 70 mm +=2,1 mm
0,035... 1,4mm?"
<1nm

stufenlos einstellbar von 100 Hz bis 6 kHz
< =100 nm < £100 nm < 200 nm < £200 nm
Linearitat gultig fir den gesamten Temperaturbereich
temperaturkompensiert, Stabilitdt < 10 ppm zwischen +15 ... +35°C

1 Schicht bis zu 5 Schichten 1 Schicht bis zu 5 Schichten

NIR-SLED, Wellenlange 840 nm
Pilotlaser: Laser-LED, Wellenlange 635 nm

Klasse 1 nach DIN-EN 60825-1: 2015-07
Pilotlaser: Klasse 1, Leistung (< 0,2 mW)

10 um 10 um 5um 5um
+2° *2° +4° +4°
24VDC =15 %
ca. 10W (24 V)

Sync in, Trigger in, 2 x Encoder (A+, A-, B+, B-, Index)

Ethernet / EtherCAT / RS422 / PROFINET ©/ EtherNet/IP ©
4..20mA/0...10V (16 bit D/A Wandler)

Fehler1-Out, Fehler2-Out
Sync out

Steckbarer Lichtwellenleiter Gber E2000-Buchse (Controller) und FC-Buchse (Sensor);
Standardlangen 3 m, 5 m und 10 m; andere Kabellangen auf Anfrage; Biegeradius: statisch 30 mm, dynamisch 40 mm

3-polige Versorgungsklemmleiste;
Encoderanschluss (15-polig, HD-Sub-Buchse, max. Kabellange 3 m, 30 m bei externer Encoderversorgung);
RS422-Anschlussbuchse (9-polig, Sub-D, max. Kabellange 30 m);
3-polige Ausgangsklemmleiste (max. Kabellange 30 m);
11-polige /O Klemmleiste (max. Kabellange 30 m);
RJ45-Buchse fur Ethernet (out) / EtherCAT (in/out) (max. Kabellange 100 m)

Radialklemmung, Montageadapter (siehe Zubehor)
frei stehend, Hutschienenmontage

-20 ... +70°C

Sensor: +5 ... +70°C;
Controller: +15 ... +35°C

15 g/ 6 ms in XY-Achse, je 1000 Schocks
2g/20...500 Hz in XY-Achse, je 10 Zyklen

P65
IP40 (Option / VAC) -
IP40
optional UHV (Kabel und Sensor) -
Edelstahl

Aluminiumgehause, passiv gekuhlt

Multifunktionstaste: zwei einstellbare Funktionen sowie Reset auf Werkseinstellung nach 10 s;
Webinterface fur Setup: auswahlbare Presets, frei wahlbare Mittelungen, Datenreduktion, Setupverwaltung;
6 x Farb-LED fir Intensity, Range, SLED, Pilot-Laser, Status und Power;

Pilot-Laser: zuschaltbar zur Sensor-Ausrichtung (Laser LED 635 nm, Laserklasse 1, Leistung < 0,2 mW)

Alle Daten ausgehend von konstanter Raumtemperatur (24 +2 °C)

" Messbereich bei n=1,5; Bei Luftspaltmessung zwischen zwei Glasplatten (n~1) betragt der Messbereich 0,05 ... 2,1 mm. Das Messobjekt muss sich innerhalb des Arbeitsabstandes befinden.
2 Messrate 0,5 kHz, gleitende Mittelung Uber 64 Werte, gemessen auf ein ca. 1 mm dickes BK7-Planglas (2 Sigma)

3 Maximale Dickenabweichung bei Messung auf ein ca. 1 mm dickes BK7-Planglas (n=1,5) beim Durchfahren des Messbereichs

4 Bei einem Arbeitsabstand von 45 mm (TH-45) bzw. 70 mm (TH-70)

9 Maximale Verkippung des Sensors, bis zu der auf ein ca. 0,6 mm dickes BK7-Planglas in der Messbereichsmitte ein verwertbares Signal erzielt werden kann,

wobei die Genauigkeit zu den Grenzwerten abnimmt

9 Optionale Anbindung Uber Schnittstellenmodul (siehe Zubehér)
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Absolute Abstandsmessung mit Subnanometer-Auflésung

interferoMETER 5600-DS

=\ Abstandsmessung mit
@ Subnanometer-Prézision
|/ Best-in-Class:
L. Aufloésung < 30 Pikometer
u Absolute Messung, geeignet zur
"\~ Messung von z.B. Stufenprofilen
U’ Kompakte und robuste Sensoren \
£/ mit groBem Grundabstand e
@) Messrate bis zu 6 kHz
" fiir schnelle Messungen sl
INTER, Ethernet/ EtherCAT / RS422 /
FACE' PROFINET / EtherNet/IP

Konzipiert fur hochauflésende Abstandsmessungen

im Reinraum & Vakuum

Das WeiBlicht-Interferometer IMS5600-DS wird zur Abstandsmessung
mit hdchster Prazision eingesetzt. Der Controller verflgt Uber eine
Spezialabstimmung mit intelligenter Auswertung und ermdglicht ab-
solute Messungen mit Subnanometer-Auflésung. Eingesetzt wird
das Interferometer fir Messaufgaben mit hochsten Genauigkeits-
anforderungen wie z.B. in der Elektronik- und Halbleiterfertigung. Fur
Messaufgaben im Vakuum bietet Micro-Epsilon geeignete Sensoren,
Kabel und Durchfihrungen an. Diese Sensoren und Kabel sind hoch-
gradig partikelfrei und kdénnen bis zum UHV eingesetzt werden.

14 Abstandswerte
im Messbereich 2,1 mm

filt

Multipeak-Abstandsmessung
Bei der Multipeak-Abstandsmessung kdnnen bis zu 14
Abstandswerte ausgewertet werden. Damit kann der

Abstand zwischen Glas und Maske ermittelt werden.

Dank der kompakten Bauform kénnen die
Sensoren auch in beengten Baurdumen
integriert werden

) ® ® ®

Absolute Abstandsmessung bei groBem Messbereich

und Grundabstand

Das IMS5600-DS wird zur hochpréazisen Weg- und Abstandsmessung
eingesetzt. Die System liefert absolute Messwerte und kann daher zur
Abstandsmessung von Stufenprofilen eingesetzt werden. Dank der
absoluten Messung erfolgt das Abtasten ohne Signalverlust. Bei Mes-
sungen auf bewegte Objekte kdnnen somit die H6henunterschiede
von Absétzen, Stufen und Vertiefungen zuverlassig erfasst werden.
Das Messsystem bietet eine Sub-Nanometer-Auflésung bei gleichzei-
tig groBem Grundabstand in Relation zum Messbereich.

Multipeak-Abstandsmessung

Bei der Multipeak-Abstandsmessung auf transparente Objekten kon-
nen bis zu 14 Abstandswerte ausgewertet werden. So kann beispiels-
weise der Abstand zwischen Glas und Maske ermittelt werden. Bei
Bedarf kann die Glasdicke aus den Peaks controllerseitig berechnet
werden.

Absolute Messung von Stufenprofilen
Dank der absoluten Abstandsmessung werden Stufenprofile
mit hoher Signalstabilitdt und Subnanometer-Auflosung
erfasst.




Modell

Abstand
Messbereich
Dicke
Messbereichsanfang
Auflésung
Messrate
Linearitat 2
Sensor
Temperaturstabilitat
Controller
Mehrschichtmessung
Lichtquelle
Laserklasse
Lichtpunktdurchmesser ¥
Messwinkel 4
Messobjektmaterial
Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme
Signaleingang
Digitale Schnittstelle
Analogausgang
Schaltausgang
Digitalausgang
optisch
Anschluss
elektrisch
Sensor
Montage
Controller
Lagerung
Temperaturbereich
Betrieb
Schock (DIN EN 60068-2-27)
Vibration (DIN EN 60068-2-6)
Sensor
Schutzart (DIN EN 60529)
Controller
Vakuum
Sensor
Material
Controller

Bedien- und Anzeigeelemente

IMS5600-DS19 IMS5600MP-DS19

2,1 mm
S 0,010 ... 1,3 mm
ca. 19 mm
< 30 pm
stufenlos einstellbar von 100 Hz bis 6 kHz

< =10 nm fUr den ersten Abstand
< =100 nm fur jeden weiteren Abstand

< =10nm
Linearitat: typ. 0,7 nm / K (Ohne Offsetverschiebung)
temperaturkompensiert, Stabilitat < 10 ppm zwischen +15 ... +35°C
- bis zu 13 Schichten

NIR-SLED, Wellenlange 840 nm
Pilotlaser: Laser-LED, Wellenlange 635 nm

Klasse 1 nach DIN-EN 60825-1: 2015-07
Pilotlaser: Klasse 1, Leistung (< 0,2 mW)

10 um
+2°
Glas, spiegelnde oder diffuse Oberflachen ©
24VDC =15 %
ca. 10W (24 V)

Sync in, Trigger in, 2 x Encoder (A+, A-, B+, B-, Index)
Ethernet / EtherCAT / RS422 / PROFINET ©/ EtherNet/IP ©
4..20mA/0...10V (16 bit D/A Wandler)
Fehler1-Out, Fehler2-Out

Sync out

Steckbarer Lichtwellenleiter Uber E2000-Buchse (Controller) und FC-Buchse (Vakuumdurchfihrung);
Steckbarer UHV-Lichtwellenleiter Gber FC-Buchse (Vakuumdurchftihrung und Sensor);
Standardlangen 3 m, 5 m und 10 m; andere Kabellangen auf Anfrage;

Biegeradius: statisch 30 mm, dynamisch 40 mm

3-polige Versorgungsklemmleiste;

Encoderanschluss (15-polig, HD-Sub-Buchse, max. Kabellange 3 m, 30 m bei externer Encoderversorgung);

RS422-Anschlussbuchse (9-polig, Sub-D, max. Kabellange 30 m);

3-polige Ausgangsklemmleiste (max. Kabellange 30 m); 11-polige /O Klemmleiste (max. Kabellange 30 m);

RJ45-Buchse fur Ethernet (out) / EtherCAT (in/out) (max. Kabellange 100 m)
Radialklemmung, Montageadapter (siehe Zubehor)
frei stehend, Hutschienenmontage
-20 ... +70°C

Sensor: +5 ... +70°C;
Controller: +15 ... +35°C

15 g/ 6 ms in XY-Achse, je 1000 Schocks
29g/20 ...500 Hz in XY-Achse, je 10 Zyklen

P65
IP40 (Option / VAC)

IP40
optional UHV (Kabel und Sensor)
Edelstahl
Aluminiumgehéuse, passiv gekuhlt

Multifunktionstaste: Zwei einstellbare Funktionen sowie Reset auf Werkseinstellung nach 10 s;
Webinterface flr Setup: auswahlbare Presets, frei wahlbare Mittelungen, Datenreduktion, Setupverwaltung;
6 x Farb-LED fUr Intensity, Range, SLED, Pilot-Laser, Status und Power;

Pilot-Laser: zuschaltbar zur Sensor-Ausrichtung

Alle Daten ausgehend von konstanter Raumtemperatur (24 +2 °C)
) Messrate 0,5 kHz, gleitende Mittelung Uber 64 Werte, differentiell gemessen zwischen Vorder- und Riickseite einer dinnen Glasplatte in Messbereichsmitte (2 Sigma)
2 Maximale Abweichung zu Referenzsystem Uber gesamten Messbereich, gemessen auf Vorderflache ND-Filter

3 In Messbereichsmitte

4 Maximale Verkippung des Sensors, bis zu der auf einem polierten Glas (n = 1,5) in der Messbereichsmitte ein verwertbares Signal erzielt werden kann,

wobei die Genauigkeit zu den Grenzwerten abnimmt

9 nicht transparente Materialien erfordern optisch dichte Oberflache bei Wellenlange 840 nm
9 Optionale Anbindung Uber Schnittstellenmodul (siehe Zubehor)
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Abmessungen
interferoMETER

Sensor IMS5400-DS

55
Spannbereich 42
R s s o T
o
iﬂ S
ca. 19
Sensor IMS5400-TH45
45 30
85 35 wmeitsbereich =
(S
Messobjekt
50 um ... 2,1 mm (Luftspalt mit Brechungsindex ~1)
35um ... 1,4 mm (Glas mit Brechungsindex ~1,5) Spannbereich 17
Sensor IMS5400-TH70
70
Messobjekt
50 um ... 2,1 mm (Luftspalt mit Brechungsindex ~1) Spannbereich 33
35um ... 1,4 mm (Glas mit Brechungsindex ~1,5)
Arbeitsbereich
21 21 I
S}
Controller IMS5400-DS / IMS5400-TH / IMS5600-DS
© O] © O]
8
O
[e]
[e)ye] ]
i
3 8 °e =

Hutschienenhalter

218

(FuBe konnen entfernt werden)

76,2

LWL-Kabel
des Sensors

%

Alle anderen Kabel:
kirzerer Bauraum

ca. 75

81,2




Zubehor

interferoMETER

Kabel

Standard E2000/APC (Controller) und FC/APC Stecker (Sensor) E2000/APC Standard Stecker
C5401-2 Lichtwellenleiter, Lange 2 m - )
C5401-3 Lichtwellenleiter, Lange 3 m ‘ £ —
C5401-5 Lichtwellenleiter, Lange 5 m 255
C5401-10 Lichtwellenleiter, Lange 10 m

Weitere Langen bis 20 Meter auf Anfrage —r =3
Schleppkette E2000/APC (Controller) und FC/APC Stecker (Sensor)

C5401-3(010) Lichtwellenleiter, La&nge 3 m FC/APC Standard Stecker
C5401-5(010) Lichtwellenleiter, Lange 5 m

02,5

C5401-10(010) Lichtwellenleiter, Lange 10 m

Weitere Langen bis 20 Meter auf Anfrage

Vakuumkabel FC/APC Stecker

C5400-1/VAC Lichtwellenleiter, Lange 1 m
C5400-2/VAC Lichtwellenleiter, Lange 2 m
C5400-5/VAC Lichtwellenleiter, Lange 5 m

Vakuumdurchfiihrung Flansch
C5405/VAC/1/CF16  CF Flansch
C5405/VAC/1/KF16  KF Flansch

Montageadapter
MA5400- 10 Montageadapter far IMP-DS19/ -TH45 C5405/VAC/1/CF16
MA5400- 20 Montageadapter fur IMP-TH70 C5405/VAC/1/KF16

Sonstiges Zubehor
SC2471-x/IF2008 Verbindungskabel IMC5400/5600 + IF2008/PCIE, Lange 3m/10m
SC2471-x/RS422/0OE  Schnittstellenkabel IMC5400/5600 + IF2001/USB, Lange 3m /10 m

IF2001/USB Umsetzer RS422 auf USB

IF2008/PCIE Interfacekarte

IF2030/PNET Schnittstellenmodul zur PROFINET-Integration
PS2020 Netzgerat 24V /2,5 A

EC2471-3/0OE Encoder-Kabel, 3 m
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Zubehor
interferoMETER

Sensor-Montageadapter

o8 . 0 5uds 34 34
p45, % | X o 28
} b | %I/
Fiir DS19/TH45: | =l @1 ©D i /
ur /TH45: 1 7 7”74\777 T e o — | 4 1 1 B /\
MA5400-10 | @ | SR ; NS
| | D u
Ma] 9 8
16 18
20 30
10 13
\
A
Fiir TH70: WV
MAS5400-20 - m m Montageblock
e I s W , o
- NP a Montagering (MaBe in mm, nicht maBstabsgetreu)
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Justierbarer Montageadapter

Der justierbare JMA Montageadapter erleichtert das Ausrichten und
die Feinjustage der interferometrischen Sensoren. Die Sensoren kon-
nen samt Adapter direkt in die Maschine integriert werden und am
Einsatzort ausgerichtet werden. Damit lassen sich z.B. geringflgige
Montageabweichungen korrigieren oder Schraglagen des Messob-
jekts ausgleichen. Darlber hinaus unterstitzt der Montageadapter
bei zweiseitigen Dickenmessungen die Feinausrichtung der beiden
Messpunkte.

@
5| -
% 2 x 2 Gewindebohrungen
fiir M4 Befestigungsschrauben
e 1Y OIS
L & ! & | e 1~ ]
o
s (1)1 [ | E— [ ()
| |
| 1 is |
i ;
25 25
Schrauben zur Positionseinstellung in der x-, y-Achse
Lieferumfang
= Justierbarer Montageadapter
= Sensoraufnahme flr Sensoren @10 und @20 mm
= Schraubendreher zur Positionseinstellung
= Montageanleitung
Schrauben zur
Neigungseinstellung
Sensoraufnahme
Sensoraufnahme Sensoraufnahme
fiir IMA-10 fir JIMA-20
0 0
iﬂ 1,,198.405 , A-A 4A7 1, 19805
m 8 3 ~ | 5 -3
U =i g \ ] g
‘7 | ]
[ m4 TOAA
) e —
A A

passend fiir Gewindestift
M4x6, 0441074
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Anderungen vorbehalten / Y9760751-B042033SVA

Sensoren und Systeme von Micro-Epsilon

Sensoren und Systeme fur Weg, Position Sensoren und Messgeréte fur Mess- und Prufanlagen zur
und Dimension berthrungslose Temperaturmessung Qualitatssicherung

Optische Mikrometer, Lichtleiter, Sensoren zur Farberkennung, 3D Messtechnik zur dimensionellen Prifung
Mess- und Prufverstarker LED Analyser und Inline-Farbspektrometer und Oberflacheninspektion

MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG

Koénigbacher Str. 15 - 94496 Ortenburg / Deutschland

Tel. +49 (0) 8542 / 168-0 - Fax +49 (0) 8542 / 168-90
MICRO-EPSILON info@micro-epsilon.de - www.micro-epsilon.de




